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１．概要（Summary）
本研究では，圧力式ホモジナイザを用いて物理的に剥

離したグラフェンを用いて透明導電膜(TCF)を作製し，そ

の表面状態を AFM によって厚さを測定した．

また，グラフェン間の接触抵抗を低減させるために液中

プラズマ法を用いてグラフェンに銀ナノ粒子を担持させ，

透明導電膜の作製を行った．

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

真空光学系赤外分光計

【実験方法】

まず圧力式ホモジナイザ内にグラファイトと有機溶媒の

N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)を入れ，圧力棒の往復

運動によって溶媒とグラファイトの分散媒をノズル内に流

し込む．この際に，グラファイトに対する溶媒のせん断力

や，グラファイト同士がノズルの合流点で衝突する際の力

を利用してグラファイトを剥離し，薄層グラフェン分散媒を

得る．その後，この溶媒を定量吐出型スプレー装置に入

れ，あらかじめ加熱しておいたガラス基板に対して分散媒

を噴射することで成膜した．この透明導電膜の特性評価と

して，四探針法を用いてシート抵抗を，真空光学系赤外

分光計を用いて透過率をそれぞれ調査した．また，原子

間力顕微鏡を用いて透明導電膜の厚さおよび均一性を

調査した．

３．結果と考察（Results and Discussion）

AFM による透明導電膜の表面状態を Fig.1 に，AFM に

よる分析の結果を Table 1 にそれぞれ示す．この結果より，

スプレーコート法によって作製した透明導電膜は厚さ約

64 nm，平均粗さが 4.899 nm であることが示された．
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Measurement 
range μm

10×10

Average 
roughness 

nm
4.899

Maximum 
roughness 

nm
64.33

Table 1 Result of AFM.

Fig. 1. An AFM image 
of the TCF.


